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１．概要（Summary） 

小型・低コストな短波長赤外分光センサの実現に向け

て、従来の分光器や検出器における冷却器を不要とする、

シリコン（Si）製で波長依存性を有する短波長赤外光マイ

クロボロメータ素子の作製を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・ 超高精細電子ビームリソグラフィー装置  ELS-100T

（FB-03） 

・ EB 蒸着装置（電子ビーム蒸着装置）  UEP-2000 

OT-H/C（FC-13） 

【実験方法】 

超高精細電子ビームリソグラフィー装置を用いてナノス

ケールレジストパターンを形成した後、EB 蒸着装置を用

いてクロム/金（Cr/Au）薄膜を成膜する。リフトオフにより、

Au薄膜上に直線状ラインアンドスペースのAuグレーティ

ング構造を作製する。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Si窒化膜上にAu配線をパターニングし、その上にAu

グレーティング構造を作製した。作製したデバイス構造の

SEM写真を Fig. 1に示す。吸収波長を制御するために、

Au グレーティング構造のピッチを変えたパターンを数種

類作製した。ピッチ 400 nmから 1000 nmで、幅が 100 

nm 程度の Au グレーティング構造を作製することができ

た（右下図）。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 

 

 

 

 

Fig. 1 Optical absorber integrated microbolometer 

array. Au nanogaratings were arrayed on a beam. 
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